
























专利名称(译) 微转印法

公开(公告)号 US20180342407A1 公开(公告)日 2018-11-29

申请号 US15/551289 申请日 2017-06-20

[标]申请(专利权)人(译) 深圳市华星光电技术有限公司

申请(专利权)人(译) 深圳市中国星光电科技有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 深圳市中国星光电科技有限公司.

[标]发明人 CHEN LIXUAN

发明人 CHEN, LIXUAN

IPC分类号 H01L21/677 H01L33/00 H01L33/40 H01L33/62 B41J2/16

CPC分类号 H01L21/677 H01L33/005 H01L33/40 H01L33/62 B41J2/1631 H01L25/0753 H01L25/167 H01L33/0095

优先权 201710370030.5 2017-05-23 CN

其他公开文献 US10153188

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种微转印方法，其使用设置在转印头上的拾取凸起来吸附
和保持设置在承载板上的微小部件，然后反转转移头和承载板以使转移
头位于下方承载板，然后将转移头和承载板彼此分开，以允许由拾取凸
起吸附和保持的微小部件由转移头承载并支撑在转移头上，然后移动转
移头其上将微组件带到接收基板上方的位置，并将传送头向上翻转，以
使保持在拾取突起上的微组件定位在接收基板上。在本发明的微转移印
刷方法中，在转移头转移微组件的过程中，微组件由转移头承载并支撑
在转移头上，并与现有技术相比较，将微组件保持在转移头上不需要任
何手段来克服由重力引起的影响，以确保转移头稳定和平稳地转移微小
元件，从而允许转移头快速移动，从而有效地提高转移头的传输速率和
速度。
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